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発明の概要 【課題】 
⾮破壊かつオンラインで⾦属層の結晶粒径及び粒径分布を評価する⽅法を実現す
る。 
【解決⼿段】 
結晶組織を有し特定の⾯⽅位においてＸ線に対して回折ピークを持つ⾦属層にＸ
線を照射して得られる回折ピークを⼊⼿するステップＡ、回折ピークに基づいて⾯
積平均コラム⻑及び体積平均コラム⻑を求めるステップＢ、⾯積平均コラム⻑及び
体積平均コラム⻑から結晶粒径の対数正規分布を求めるステップＣを具備する。 
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